La ablación láser con pulsos ultracortos como etapa en el desarrollo de microsensores: Algunos ejemplos
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Resumen

Como es bien conocido, la fabricación de componentes microelectrónicos, y en particular los microsensores, se caracteriza por la secuenciación de diferentes procesos, generalmente conocidos como Tecnologías de Sala Blanca (p.e. fotolitografía ultravioleta, ataques químicos o por plasma, deposición de capas, procesos de pegado). Si bien la ablación láser no ha sido tradicionalmente incluida dentro de este grupo, el presente trabajo pretende mostrar cómo esta técnica puede representar en algunos casos una interesante alternativa, tanto en cuanto a coste económico como en tiempo, mientras que en otros, permite la utilización de nuevos materiales no compatibles hasta la fecha con los procesos anteriormente citados. A modo de ejemplo, se muestran los siguientes procesos de ablación láser realizados mediante un sistema de femtosegundos (Ti:Zafiro, p=90fs, =400nm (doblado), Ep=400J, PRR=1KHz) incluidos en secuencias de fabricación de microsensores llevados a cabo por nuestro grupo a lo largo del último año y actualmente en desarrollo:

(i) Apertura de vías en láminas de Cobre-Kapton-Cobre (Pyralux() para la fabricación de etiquetas flexibles (flexible tags) (Proyecto GOODFOOD, Financiación: U.E.)

(ii) Micromecanizado de cerámicas LTCC para la fabricación de un sensor de monóxido de carbono (Proyecto 4M, Financiación: U.E.)

(iii) Realización de agujeros pasantes en Pyrex para el encapsulado de un sensor de presión (Proyecto NIMITEK, Financiación: Gobierno Vasco)
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